LECTRON OPTICS

Eloitse

N S TR UMEWNT S E R V

33 rue des chardonnerets — BP 68039
95971 Roissy CDG CEDEX




I 4

TESCAN

PERFORMANCE IN NANOSPACE

GROUPEMENT NATIONAL DE
MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE e

ET DE MICROANALYSES

En convention de coopération avec la Sociélé Francaise de Physigue

Voir I'inaccessible de maniere naturelle

TESCAN

«w— Colonne FEG- Mira3

=

¥

v e ;
\-};flf. "'f/ ‘}_) . -J-‘_)
il T i 3
RN P
- T k '- .{. . . N o lu] .
A -.l' ’.'.Ell (/-J . I- ""';‘
' ',’,:‘ Sy j )'
» (,- .!.n'::_“ f" - vl )-'
- B OL TN e A
David BARRESI —— . \Jra
Ingénieur-commercial / / o~
Responsable Tescan France & Algérie ; S ) 4 “-.f\
'd sl ] L



n'TESCAN Sommaire

PERFORMANCE IN NANOSPACE

& TESCAN
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& Colonne électronique
& Modes de balayage

& In Flight Beam Tracing

& Innovation Matériaux

&  Détecteur In-Beam
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and &  Détecteur LVSTD + Exemples
Excellence
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n TESCAN La societé & Gamme Tescan (@l[(()) Lse

PERFORM IN NANOSPACE I NSTRUMENT SERVICE

Création: 1991
Localisation: Brno, Czech Republic
Domaine d’activité;

Recherche, développement, production et fournisséemational de
microscope électronique a balayage et des procsstcas.

L'-'Rﬂi’m -
MIRA T sov

INDUSEM

Plus de 750 MEB installes a travers leqmonde
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n TESCAN Caracteristigues MIRA
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High Resolution Schottky FE SEM

B Source - Emission Schottky grande brillance
W Faisceau Convergent Performant
W Stable en énergie

In-Flight Beam Tracing
B Optimisation & Simulation du faisceau par
conception OED (Optical Electron Design)

In-Beam Technology

B Detecteur InBeam - Combinaison spécial de
lentilles electrostatigue/magnétique dans la pie
polaire

——> Conception de la Colonne Electronique .
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PERFORMANCE IN NANOSPACE

LECTRON OPTICS

eloitse

I NS TRUMENT S ERV I CE

Conception de la colonne

M Schottky FE Gun

Condenser (C1)

]Gun Alighment
g

_ ]IML Centering

Scanning
Coils

< Objective (0B))

Conception de la colonne électronique innovante
grace a une lentille intermédiaire supplémentaire

B Agit comme un diaphragme virtuel
B Gamme etendue de mode de balayage :
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n TESCAN Mode de balayage — Mira3 (é\]L(Q) Lse

PERFORMANCE IN NANOSPACE I NSTRUMENT SERVICE

Resolution Field Wide Field Rocking Beam 3D en Live
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TESCAN Mode Résolution Aeloltse

PERFORMANCE IN NANOSPACE I NSTRUMENT SERVICE
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SEMHV: 20.00kv | WD:6.548mm || (||| ] MIRA3 TESCAN
View field: 1.083 pm Det: SE 200 nm

SEM MAG: 200.00 kx | Date{m/dly): 06/10/10

L 3N " . -
oB) ® SEM HV: 20.00 kV WD: 6.548 mm IR MIRA3 TESCAN

View field: 4.334 pm Det: SE 1 pm
SEM MAG: 50.00 kx |Date{m/d/y): 06/10/10

* Tres bonne résolution
* Faible Profondeur de champ
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4 TESCAN Mode Depth cloise

PERFORMANCE IN NANOSPACE I NSTRUMENT SERVICE

SEM MAG 100 x DET SE Detector T W T . SEM MAG: 100 x DET SE Detector
HV. 500 kv WD: 8.2391 mm 1mm Mira ©@Tescan HV. 5.00 kv WD: 82391 mm 1mm Mira @Tescan

IML
oBJ Y

.Trés g rande PrOfondeur de Cham p SEM HV: 30.00 kv WD: 4.545 mm VEGA\\TESCAg SEM HV: 30.00 kv WD: 4.682 mm VEGAWTES

View field: 379.2 yum  Det: SE 100 um /

View field: 379.2 yum  Det: SE 100 um
SEM MAG: 500 x Date(m/dfy): 07/08/10 ELOISE s.a.r.l.n SEM MAG: 500 x Date(m/dfy): 07/08/10 ELOISE sar.l
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I TESCAN Wide Field Optics™ eloitse

PERFORMANCE IN NANOSPACE I NSTRUMENT SERVICE

Le Mode Wide Field

W Caracteristique unique
W Grossissement Extra faiblpigqu’a 2x) i
@ Angle de balayage Extra large (jusqu’') = B>

IML

ij;

g

SEM HV: 25.00 kV WD: 21.53 mm MIRA3 TESCAN

View field: 12.34 mm Det: SE n'TESCAN

Print MAG: 10 x SM: WIDE FIELD

B Sans DISTORSIONS ! 10 .
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n TESCAN Rocking Beam Mode (6‘“.(0) lLS(Q

PERFORMANCE IN NANOSPACE I NS TRUM N

Contraste ECP Mode Rocking Beam

® Information cristallographigue en standard surddat
gamme de MEB Tescan,

Complete la gamme des sighaux BSE : représente une
structure particuliere du cristal de la zone bataye
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n TESCAN 3D Beam Technology (é‘".(O)‘l[S(@

PERFORMANCE IN NANOSPACE I NSTRUMENT SERVICE

Technologie du Faisceau
W Balayage sur différents angles grace au tilt faigace

o _ _ LY |
Images Stereoscopiques en Live
M Breveté Tescan
¥ Information 3D in live image : \ it

- >

i i
SEM HV: 5.00 k¥ WD: 5.174 mm NN T T I BB MIRAY TESCAN
View field: 186.1 ym  Del: SE 50 um /

SEM MAG: 1.16 kx SM: RESOLUTION Performance in nanospacen
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n'TESCAN Reconstruction 3D - MEX (@1{(6) [LS(@

PERFORMANCE IN NANOSPACE I NS TRUMENT ERVICE

Reconstruction 3D - logicielle MEX
¥ Logiciel de reconstruction 3D

Fracltograplile
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n TESCAN In-Flight Beam Tracing™ (é‘l[(O)‘l[ S

PERFORMANCE IN NANOSPACE I NSTRUMENT SERVICE

®m Contrble actif du comportement des optiques élemtms par
Incorporation de I'algorithme d’EOD (Electron Opiesign)

W Tracage exacte des parametres du faisceau a ttavamxiele
mathématique de la colonne

M Calcul en temps réel pour conserver les meilleonglitions
d'imagerie

Ultra fast computation methods are tracing aa—l =
the beam in real time — f—
P Continual ~ ~ e 5505 h
2500.0 o E
L i =] loK]
(<]:[>] RESET| [UNDO |
Spot Se i
= ’ Taille de la sonde / Courant de sonde ajustable eontinu
= [

en entrant la valeur désirée en [nm] / [nA]

[Z] . [Z] RESET| [UNDO |
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n TESCAN Nouvelles bobines de balayage — (é‘“‘(O)OIES(@

PERFORMANCE IN NANOSPACE

Nouvelle électronique

I NS TRUMENT S ERV I CE

Saddle coilsa la place de bobines toroidales

Avantages :
v Réponse rapide — compatible avec un dwell tim2Glaspixel

v' Plus faible distorsion

v' Comportement plus linéaire

Saddle scanning coils

C

Nouvelle unité DSP :
plus rapide, plus grande puissance de modélisation
ségregation de I'amplification de balayage pour les
bobines ‘upper’ et ‘lower’.
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Amélioration de la correction dynamiquede
. toutes les distorsions de balayage et des abeTsatio

Saddle scanning coils de la lentille objective
SEMSs of 3rd generation
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Objectif — Superalliage

PERFORMANCE IN NANOSPACE

Fer pure Nouveau matériau magnétique dans la conceptioa i@mfille objective
substitué au Fer purSuperalliage NiFe

Avantages:

v’ Plus faible hystérésis dans les bobines

v Plus grande précision de la focalisation

v' Plus grande stabilité — moins de shift de I'imagenglia WD change

e f
SEM Hv: 30.00 kv WD:18.85320 mm
Wiew field: 11.49 um  Det SE
Date(midy): 11/10/08

SEM HYW: 30.00 kY %D 19,8520 rm MIRAN TESCAN 1 . 8
£ -

Sovadmidm. 1171038 saric i Perormance innanos vace H
Etat aprés changement de la focalisation 12 - i
important puis retour position initiale —15T
0.6 ~
I — —12T

10T
—08T
—05T
—03T

O,

-0.6 -

_12 _
H (A/m)

‘18 T T T T T

_, g7 SES G FEwS : . -150 -100 50 0 50 100 150
LR B vee T e 10 s Magnetization curve and hysteresis .

Y &
SEM HV: 30,00 KY  WD:19.9680 mrm MIRAN TESCAN
viewfield: 11.48 um  Det SE 2u ;
SEM MAG: 10.00 k¢ Datecmids): 11/06/08 Performance in nanos| e /]
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n TESC AN Détecteur In-Beam (@ll(o) s

PERFORMANCE IN NANOSPACE I NSTRUMENT SERVICE

W Détecteur SE dans la lentille objective associé a
un couple de lentilles électrostatique/magnétique

B Haute efficacite

B Haute résolution a faible tension

Détecteur Everhart-Thornley SE Cristal YAG In-Beam Detector
B Grande efficacé— faible bruit |
W Réponse rapide

W Durée de vie illimigée

®  Fonctionne dans le mode conventionnel

Photomultiplier tube (PMT)

Scintillator pgtacathode - Anode
Gollector ¢ \ Preamplifier

(/v “ / Bulrlurls
N —e
- e i 7_?% %}.\ O\ O\ A
e
N\

] .

Fig. Everhart Thornfey SE Detector
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n TESCAN Principes d’gé(ggr(]:ggirsedses electrons (é]L(O)‘l[ S« N

PERFORMANCE IN NANOSPACE I NSTRUMENT SERVICE

B Les lentilles électrostatiques servent aussi bien a
focaliser le faisceau d’électrons secondaires et
extraire les électrons secondaires

B La lentille électrostatique permet d’accélérer les
électrons au niveau de la lentille objective afen d
minimiser les aberrations.

B L’échantillon n'est pas immergé dans le champ
magnetique

B Possibilité de travailler a tous les distances de
travall

Combinaison de lentilles
Electrostatique et Magnétique

&
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TESCAN Imagerie EéeEctIrnoggaSmecondalres (@1L(O) [Se
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n PERFORMANCE IN NANOSPACE I NS TRUMENT SERVICE

1 :\ .i. Nl ¥ \ ‘ \‘ ‘-'__.' \- 1 A ‘ I
SEM HV: 5.00 kV WD: 2.345 mm L] MIRA3 TESCANJ  SEM HV: 5.00 kv wp:2345mm | 11| MIRA3 TESCAN

View field: 15.00 pm Det: InBeam 2 pm View field: 5.000 pm Det: InBeam 1Em
Vac: HiVac Vac: HiVac




g Imagerie Electrons Secondaires :
n TESCAN gE chambre / SE InBeam

PERFORMANCE IN NANOSPACE

SEM HV: 5.00 kV 'WD: 3.205 mm | 0

View field: 5.000 pm Det: SE + InBeam 2 pm
Vac: HiVac




n'TESCAN Détecteur d’'électrons secondaires en

mode Low-Vac

PERFORMANCE IN NANOSPACE I NSTRUMENT SERVICE

* Le détecteur d’électron traditionnel ne convient plis dans un environnement a
pression partielle.

Everhart-Thornley detector
- §1 0 KV
s
Wy I
< L
Pins r Low Vacuum

Low Vacuum mode

21
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n'TESC AN Détecteur d’électrons secondaires en (@]L(O) (SE

PERFORMANCE IN NANOSPACE mOde LOW-VaC

I NS TRUMENT S ERV I CE

LVSTD - Conception

® Modification du détecteur Everhard-Thornley breveté
Tescan

W Détection de vrai électrons secondaires
W Barriere de potentiels — dispositif a microlentilles

M Pompage turbomoléculaire

P, <600Pa

lﬁ[ﬂf
light - pipe and scmtillator 10k I_I

I

FEFEEEY

F,<6Pa I_I

hlicrolens Differential Bartier

Fig. patte d’insecte acquise par LVSTD



mode Low-Vac

n'TESCAN Détecteur d’électrons secondaires en

PERFORMANCE IN NANOSPACE

 La barriere est un disque métallique spécial qui comporte de petits trous, soumis a une
tension de 300V,

B Fenétre contre le pompage différentiel
B Créer un réseau de microlentilles focalisant les électrons secondaires

. _—
Al ‘
N R |
Al
ri |
Al
i |

I




n'TESCAN Détecteur d’électrons secondaires en

PERFORMANCE IN NANOSPACE mOde LOW-VaC

Les électrons non focalisés qui frappent la surthee

la barriere génerent des électrons secondaires

(tertiaires?) qui sont a leur tour transportés dans

chambre de détection a travers le réseau de

microlentilles.

-1

Acces au vrai contraste topographic
Imagerie par le biais de réels électr
secondaires faiblement énergétique

Conception du detecteur qui perme
de travailler a des balayages rapide
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TESC AN Low-Vac Investigation (@“.(O) se

PERFORMANCE IN NANOSPACE I NSTRUMENT SERVICE

I 4

Spécimen sous LVSTD

W Plastiques

W Céramique

® Composites

M Minéraux, Cristaux
¥ Biomatériaux

W Papier, textiles

M Peinture
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n TESC AN Low-Vac Investigation (@]L(O) (se

PERFORMANCE IN NANOSPACE I NSTRUMENT SERVICE

Pistil (gele)

2 AT

Toner d'imprimante déposé sur de la Cross-section de couches Cge
Fibre de verre renforce les composites ceramique peintures. (non métallisé)
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n TESCAN Détecteur d’électrons secondaires en (@ L(O) (se

PERFORMANCE IN NANOSPACE mOde LOW-VaC I NSTRUMENT SERVICE

BSE

Fracture de surface d'un échantillon de
polypropylene associé a un composite de CaCO

LVSTD
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n'TESCAN Signaux & Détecteurs (@IL(O) (Se

PERFORMANCE IN NANOSPACE I NSTRUMENT SERVICE

* L’interactien entre le faisceau
d'électrans et.l’ echantlllon géenere
differents 'signat ‘

ED

Charactefi St
X-rayst x
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n TESCAN Outil analytique optimisé (@]L(Q) se

PE REIRNMARIVMA NCHEANOS ANTES PACE INSTRUMENT SERVICE

Voir I'inaccessible de maniéere naturelle

Systéme de microanalyse
EDX/\NDS EBSD

InBeam Technology — In Flight Beam Tracing




